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(57)摘要

本发明提供一种能够降低来自除振装置的

基座侧的振动的影响的机床。机床(10)具备：除

振装置(12)，其设置在基座(20)上，遮挡从基座

(20)传递的振动；架台(14)，其设置在除振装置

(12)上，配置有机床主体(22)；容器(16)，其设置

在基座(20)上，贮存液体，并连接有排出所贮存

的液体的软管(16A)；以及流路(18)，其设置在架

台(14)上，使从机床主体(22)流出的液体流向架

台(14)的端部，使液体下落到容器(16)中。
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1.一种机床，其是使用工具对加工对象物进行加工的机床(10)，所述机床的特征在于，

具备：

除振装置(12)，其设置在基座(20)上，遮挡从所述基座传递的振动；

架台(14)，其设置在所述除振装置上，配置有机床主体(22)；

容器(16)，其设置在所述基座上，贮存液体，并连接有排出所贮存的所述液体的软管

(16A)；以及

流路(18)，其设置在所述架台上，使从所述机床主体流出的所述液体流向所述架台的

端部，使所述液体下落到所述容器中。

2.根据权利要求1所述的机床，其特征在于，

所述流路和所述容器不接触。

3.根据权利要求1或2所述的机床，其特征在于，

所述流路以越朝向所述架台的端部离所述基座的高度越低的方式倾斜。

4.根据权利要求1～3中任一项所述的机床，其特征在于，

所述流路的排出口(18OT)位于所述架台的端部的外侧。

5.根据权利要求1～4中任一项所述的机床，其特征在于，

所述流路的容积比所述容器的容积小。

6.根据权利要求1～5中任一项所述的机床，其特征在于，

所述机床是根据加工精度为100nm以下的指令对所述加工对象物进行加工的精密加工

机。
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机床

技术领域

[0001] 本发明涉及一种使用工具对加工对象物进行加工的机床。

背景技术

[0002] 在下述的日本专利特开2003‑285241号公报中，公开了一种机床，其通过用滑盖覆

盖载置在除振装置(除振台)上的直动滑块，来保护直动滑块不受切屑或油雾的影响。在该

机床中，在直动滑块的导轨的储油部连接有管路，集尘机经由该管路吸取储存在储油部中

的油。

发明内容

[0003] 但是，在上述日本专利特开2003‑285241号公报的机床中，有时来自除振装置的基

座侧的振动经由管路传递到直动滑块的导轨。在这种情况下，担心包含载置在除振装置上

的直动滑块的机床主体的加工精度变差。

[0004] 因此，本发明的目的在于提供一种能够降低来自除振装置的基座侧的振动的影响

的机床。

[0005] 本发明的方式是一种使用工具对加工对象物进行加工的机床，其具备：除振装置，

其设置在基座上，遮挡从所述基座传递的振动；架台，其设置在所述除振装置上，配置有机

床主体；容器，其设置在所述基座上，贮存液体，并连接有排出所贮存的所述液体的软管；以

及流路，其设置在所述架台上，使从所述机床主体流出的所述液体流到所述架台的端部，使

所述液体下落到所述容器中。

[0006] 根据本发明，能够将设置在除振装置的基座上的容器和设置在除振装置上的架台

上的流路物理分离，能够遮挡振动从除振装置的基座侧传播到架台。其结果是，能够降低来

自除振装置的基座侧的振动的影响。

附图说明

[0007] 图1是表示本实施方式的机床的示意图。

具体实施方式

[0008] 以下将参照附图详细说明本发明的优选实施方式。

[0009] [实施方式]

图1是表示本实施方式的机床10的示意图。机床10使用工具对加工对象物进行加

工。机床10也可以是根据加工精度为100nm以下的指令对加工对象物进行加工的精密加工

机。另外，机床10也可以是根据加工精度为10nm以下的指令对加工对象物进行加工的精密

加工机。另外，指令由机床10所保持的加工程序来决定。机床10具备除振装置12、架台14、容

器16及流路18。

[0010] 除振装置12遮挡从基座20传递的振动，设置在基座20上。除振装置12使用空气弹
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簧、螺旋弹簧或防振橡胶等弹簧系统，通过减振器遮挡从基座20传递的振动。除振装置12也

可以具有反馈机构，该反馈机构使用配置在架台14侧的传感器，以架台14的振动变小的方

式控制驱动架台14的致动器。另外，除振装置12也可以具有前馈机构，该前馈机构使用配置

在基座20侧的传感器，以来自基座20的振动的传播变小的方式控制驱动架台14的致动器。

另外，除振装置12的数量可以是一个，也可以是多个。在图1中，例示了分别配置在架台14的

下表面侧的4个角部上的4个除振装置12。

[0011] 架台14是配置有机床主体22的台，设置在除振装置12上。机床主体22包含配置在

架台14的上表面上的直动机构24。直动机构24是沿着一个方向可动的机构，具有在一个方

向上延伸的导轨26和在导轨26上滑动的滑块28。另外，直动机构24的数量可以是一个，也可

以是多个。

[0012] 在本实施方式中，假设直动机构24具有沿着第1方向可动的第1直动机构24A和沿

着相对于第1方向在面内正交的第2方向可动的第2直动机构24B。另外，第1直动机构24A的

导轨26在第1方向上延伸，第2直动机构24B的导轨26在第2方向上延伸。

[0013] 容器16贮存液体，设置在基座20上。当在导轨26和滑块28之间形成油轴承时，贮存

在容器16中的液体包含油。在加工时对加工对象物喷射切削液的情况下，贮存在容器16中

的液体包含切削液。在容器16上连接有排出所贮存的液体的软管16A。贮存在容器16中的液

体通过软管16A被泵吸取。

[0014] 流路18使从机床主体22流出的液体流向架台14的端部，使该液体下落到容器16

中，设置在架台14上。流路18可以整体设置在架台14的上表面，也可以一部分设置在架台14

的上表面，其余部分设置在架台14的外侧。即，流路18至少设置在架台14的上表面。设置在

架台14的上表面的流路18可以是形成在架台14上的槽，也可以是与该槽嵌合的构件。

[0015] 流路18的排出口18OT从容器16隔开空间地位于容器16的上方。即，流路18和容器

16不接触，设置在除振装置12上的架台14上的流路18和设置在除振装置12的基座20上的容

器16物理分离。在本实施方式中，流路18具有第1流路18A以及第2流路18B。

[0016] 第1流路18A分别配置在第1直动机构24A的导轨26的两侧，沿着该导轨26直线状延

伸。各个第1流路18A的一端封闭，各个第1流路18A的另一端开口。各个第1流路18A的另一端

是排出口18OT。各个第1流路18A接受从第1直动机构24A流出的液体，使所接受的液体从排

出口18OT下落到容器16中。

[0017] 第2流路18B由第1部位B1和第2部位B2构成。第1部位B1分别配置在第2直动机构

24B的导轨26的两侧，沿着该导轨26直线状延伸。各个第1部位B1的一端封闭，各个第1部位

B1的另一端开口。第2部位B2设置在架台14的外侧并且设置在各个第1部位B1的另一端的下

方，沿着第1直动机构24A可动的第1方向直线状延伸。第2部位B2的一端封闭，第2部位B2的

另一端开口。第2部分B2的另一端是排出口18OT。第2流路18B通过第1部位B1接受从第2直动

机构24B流出的液体，使所接受的液体从第1部位B1的另一端流向第2部位B2，从该第2部位

B2的排出口18OT下落到容器16中。

[0018] 如上所述，在本实施方式的机床10中，设置在除振装置12的基座20上的容器16和

设置在除振装置12上的架台14上的流路18物理分离。由此，即使在基座20产生的振动传递

到容器16的情况下，或者在泵产生的振动经由软管16A传递到容器16的情况下，也能够遮挡

传递到容器16的振动传播到除振装置12上的架台14。其结果是，能够降低来自除振装置12
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的基座20侧的振动的影响。

[0019] 另外，流路18的排出口18OT也可以位于架台14的端部，如图1所示，也可以位于架

台14的端部的外侧。在流路18的排出口18OT位于架台14的端部的外侧的情况下，能够抑制

从排出口18OT下落的液体流到架台14的周侧面。

[0020] 另外，流路18的容积也可以处于比容器16的容积小的关系。在处于这样的关系的

情况下，能够抑制液体从容器16泄漏。具体而言，例如，能够根据停电等，停止向机床主体22

的液体的供给，并且能够抑制在经由软管16A吸取贮存在容器16中的液体的泵停止时残留

在流路18中的液体从容器16泄漏。

[0021] 另外，流路18也可以以越朝向架台14的端部离基座20的高度越低的方式倾斜。在

本实施方式的情况下，第1流路18A沿着第1直动机构24A的导轨26延伸的第1方向，以越朝向

长方体状的架台14的短边侧的端部离基座20的高度越低的方式倾斜。第2流路18B的第1部

位B1沿着第2直动机构24B的导轨26延伸的第2方向，以越朝向长方体状的架台14的长边侧

的端部离基座20的高度越低的方式倾斜。另外，第2流路18B的第2部位B2与第1流路18A同样

地，沿着第1直动机构24A的导轨26延伸的第1方向，以越朝向长方体状的架台14的短边侧的

端部离基座20的高度越低的方式倾斜。在流路18以越朝向架台14的端部离基座20的高度越

低的方式倾斜的情况下，容易使从机床主体22流出的液体流向架台14的端部。

[0022] [发明]

以下记载能够根据上述实施方式掌握的发明。

[0023] 本发明是使用工具对加工对象物进行加工的机床(10)。机床(10)具备：除振装置

(12)，其设置在基座(20)上，遮挡从基座(20)传递的振动；架台(14)，其设置在除振装置

(12)上，配置有机床主体(22)；容器(16)，其设置在基座(20)上，贮存液体，并连接有排出所

贮存的液体的软管(16A)；以及流路(18)，其设置在架台(14)上，使从机床主体(22)流出的

液体流向架台(14)的端部，使液体下落到容器(16)中。

[0024] 由此，能够将设置在除振装置(12)的基座(20)上的容器(16)和设置在除振装置

(12)上的架台(14)上的流路(18)物理分离，能够遮挡振动从除振装置(12)的基座(20)侧传

播到架台(14)。其结果是，能够降低来自除振装置(12)的基座(20)侧的振动的影响。

[0025] 流路(18)和容器(16)也可以是不接触。由此，设置在除振装置(12)的基座(20)上

的容器(16)和设置在除振装置(12)上的架台(14)上的流路(18)物理分离。

[0026] 流路(18)也可以以越朝向架台(14)的端部离基座(20)的高度越低的方式倾斜。由

此，容易使从机床主体(22)流出的液体流向架台14的端部。

[0027] 流路(18)的排出口(18OT)也可以位于架台(14)的端部的外侧。由此，能够抑制从

排出口(18OT)下落的液体流到架台(14)的周侧面。

[0028] 流路(18)的容积也可以比容器(16)的容积小。由此，能够抑制液体从容器(16)泄

漏。

[0029] 机床(10)也可以是根据加工精度为100nm以下的指令对加工对象物进行加工的精

密加工机。由此，能够抑制对精密加工机的加工精度带来不良影响。
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图1
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